


































































专利名称(译) 测量装置和传感器系统

公开(公告)号 US20180000413A1 公开(公告)日 2018-01-04

申请号 US15/543032 申请日 2016-01-28

[标]申请(专利权)人(译) 京瓷株式会社

申请(专利权)人(译) 京瓷株式会社

当前申请(专利权)人(译) 京瓷株式会社

[标]发明人 MASUDA YUJI
MORI HIROYUKI

发明人 MASUDA, YUJI
MORI, HIROYUKI

IPC分类号 A61B5/00 A61B5/024

CPC分类号 A61B5/681 A61B5/02438 A61B5/742 A61B5/7278 A61B5/02427 A61B5/0002 A61B5/0261 A61B5
/6843

优先权 2015089533 2015-04-24 JP
2015015786 2015-01-29 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

测量装置包括由对象佩戴的佩戴部分和至少一个由佩戴部分支撑的传感
器，并且被配置为在与对象的测量部分接触的同时获取对象的生物信
息。当受试者佩戴磨损部分时，传感器以预定压力或更小的压力接触被
测部分。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ad623fea-e9a6-467a-a41f-cd52b7f9fe47
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